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:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?

= Este titulo de experto tiene por objetivo una formacion especializada en la
fabricacion y caracterizacion de dispositivos microelectronicos,
comenzando por el estudio de dispositivos semiconductores. Partiendo de
nociones generales de uso de una sala limpia, se describiran y utilizaran
distintas técnicas experimentales tanto de disefio, como de fabricacion y
caracterizacion de dispositivos microelectronicos. La formacion sera tanto
tedrica como experimental en laboratorio

= Mas informacion en la ficha de cada Microcredencial

@ 21/10/2024 al 04/07/2025 (Horario de tarde. Consulta el PRECIO DE LA
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